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１．概要（Summary ）： 

本研究では可動部を有するポリマーMEMS 製作技

術の開発を行っている。本実験においては、水中で駆

動可能な MEMS デバイスを製作するため、ピンホー

ルフリーで高い耐水性および電気絶縁性を有するパ

リレンをデバイス表面にコーティングした。コーティ

ングしたデバイスは純水中で駆動することを確認で

きた。 

 

２．実験（Experimental）： 

 デバイスとしては熱駆動マイクロアクチュエータ

を用いた。構造材料としては PMMA (Poly(methyl 

methacrylate)) を用い、導電性を確保するため、デバ

イス表面を金でコーティングしている。本デバイスは

直流電流を流すことで駆動するが、その際デバイスの

吸水や純水の電気分解が起こるため、パリレン成膜装

置 PDS-2010（日本パリレン(株)製）にてパリレン N

をコーティングした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

 試作した PMMA 製熱駆動マイクロアクチュエータ

の SEM（Scanning Electron Microscope）画像を Fig. 

1に示す。 

 

Fig.1 SEM image of PMMA thermal actuator. 

  

試作したデバイスにパリレン N をコーティングし

た。コーティングによりデバイスの変形等は観察でき

なかった。デバイスを純水中に浸し駆動実験を行った

ところ、電気分解によるガスの発生無く駆動すること

を確認できた。 

今後は連続駆動実験を行い、耐久性について評価し

ていく。 
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